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(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНО-
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(57) Спосіб визначення однакового рівня концент-
рації аерофонів від двох розсіювальних джерел 
аероіонного випромінювання, що полягає у визна-
ченні відстаней від розсіювальних джерел аероі-
онного випромінювання, який відрізняється тим, 
що визначення відстаней від двох розсіювальних 
джерел аероіонного випромінювання відбувається 
одночасно.

 

 
Корисна модель, що пропонується, відносить-

ся до іонно-електронної технології і може бути 
використана для побудови ізоліній однакового 
рівня концентрації аероіонів від двох розсіюваль-
них джерел аероіонного випромінювання при про-
ектуванні технічних систем іонізації у виробничих і 
побутових приміщеннях. 

Відомий спосіб побудови ліній однакового рів-
ня освітленості [Кривенко О.В. Побудова ліній рів-
ної освітленості у динаміці на лінійчатих нерозгор-
тних поверхнях. // Прикладна геометрія та 
інженерна графіка. Випуск 65. - Київ: КНУБА, 1999. 
- с. 181-184], який заключається у наступному: 
визначається кут між нормаллю і напрямом про-
меня світла в різних точках поверхні; проводиться 
нормаль в заданій точці поверхні на фронтальній 
проекції твірної гіпара перпендикулярно до фрон-
талі, а на горизонтальній проекції твірної гіпара - 
до горизонталі; далі за допомогою перетворення 
обертання визначається кут між нормаллю і на-
прямом променя світла в натуральну величину; 
ізофоти проходять через точки, в яких кути нахилу 
променя світла до нормалі будуть однаковими. 

Недоліком способу побудови ліній рівної осві-
тленості являється висока похибка між кривою, 
побудованою за даним способом, і кривою, побу-
дованою за експериментальними даними, через 
неврахування параболічної графічної залежності 
розповсюдження світла. 

В якості прототипу вибрано спосіб побудови 
ізоліній концентрації аероіонів від двох розсіюва-
льних джерел аероіонного випромінювання [Стро-
кань О.В. Побудова ізоліній від двох джерел аеро-
іонів. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. 

// Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2008. - Випуск 4. - Т 
37, с. 142-146], що заключається у визначенні від-
стані від кожного розсіювального джерела аероі-
онного випромінювання. 

Недоліком способу, взятого за прототип, є 
складність алгоритму побудови через визначення 
відстані до розрахункової точки кривої від кожного 
розсіювального джерела аероіонного випроміню-
вання. 

В основу корисної моделі покладена задача 
удосконалення способу побудови ізоліній концент-
рації аероіонів від двох розсіювальних джерел 
аероіонного випромінювання за рахунок одночас-
ного використання двох графіків залежності роз-
поділу концентрації аероіонів, причому графік для 
першого розсіювального джерела аероіонного 
випромінювання доповнюється графіком від друго-
го джерела аероіонного випромінювання. Викори-
стання даного способу дозволить спростити алго-
ритм отримання ізолінії однакового рівня 
концентрації аероіонів від двох розсіювальних 
джерел аероіонного випромінювання і виявити 
зони аероіонного комфорту та дискомфорту. 

Поставлена задача досягається завдяки тому, 
що у способі визначення однакового рівня концен-
трації аероіонів, що заключається у визначенні 
відстаней від розсіювальних джерел аероіонного 
випромінювання, відповідно до корисної моделі, 
визначення відстаней від розсіювальних джерел 
аероіонного випромінювання відбувається одно-
часно. 

Використання запропонованого способу до-
зволяє спростити алгоритм побудови ліній однако-
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вого рівня концентрації аероіонів і підвищити ефе-
ктивність проектування аероіонізаційних систем. 

Сутність способу, що пропонується, поясню-
ється графічним матеріалом, на якому: 

На Фіг. 1 зображено принцип побудови ізоліній 
однакового рівня концентрації аероіонів від двох 
розсіювальних джерел аероіонного випромінюван-
ня; 

на Фіг. 2 - побудова ізолінії заданого рівня кон-
центрації аероіонів. 

Спосіб побудови ліній однакового рівня конце-
нтрації аероіонів, що пропонується, заключається 
у наступному: графік розподілу концентрації аеро-
іонів n1 = f(r) для першого розсіювального джерела 
аероіонного випромінювання (Фіг. 1) доповнюється 
графіком розподілу концентрації аероіонів n2 = f(r) 
від другого розсіювального джерела аероіонного 
випромінювання, дзеркально відображеним відно-
сно осі r і зміщеним по осі n на величину заданого 

рівня концентрації аероіонів 
задn . На осі n відмі-

чаємо 
задn . Відмічаємо відстань i

1r  і на графіку 

розподілу концентрації аероіонів n1 = f(r) для пер-
шого розсіювального джерела аеропонного ви-

промінювання отримуємо точку i
1
, що визначає 

рівень концентрації аероіонів в розрахунковій точці 
від першого розсіювального джерела, через яку 
проводимо горизонтальну пряму до перетину з 
графіком розподілу концентрації аероіонів n2 = f(r). 

В результаті перетину отримуємо точку i
2

, яка 

визначає рівень концентрації аероіонів в розраху-
нковій точці від другого розсіювального джерела 
аероіонного випромінювання. З точки N1 (Фіг. 2) 

проводимо дугу радіусом i
1r  і із точки N2 проводи-

мо дугу радіусом i
2r . В точці перетину дуг отриму-

ємо точку iA , інциденту заданій ізоліній концент-
рації аероіонів. 
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